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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

	№ п/п
	Результат

	РД1
	знать принципы работы, устройство и правила эксплуатации современных лазерных установок для научных и производственных целей

	РД2
	уметь проектировать лазерные установки и комплексы для решения

существующих и перспективных задач науки и производства, включая

	РД3
	владеть навыками эксплуатации лазерного оборудования (установки и комплексы) для реализации различных режимов работы


Структура и содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Физика работы лазеров
В разделе обсуждаются физические процессы, обеспечивающие генерацию и усиление индуцированного излучения, и формирование модового состава лазерного излучения

Раздел 2. Основные параметры импульсно-периодических лазеров
В разделе обсуждаются спектральные, временные и энергетические параметры газовых, жидкостных и твердотельных лазеров.
Раздел 3. Преобразование лазерных пучков
В разделе обсуждаются методы и способы транспортировки мощного лазерного излучения на расстояние и фокусировка лазерных пучков на материале.
Раздел 4. Лазерная обработка материалов
В разделе обсуждаются физические основы традиционных и аддитивных лазерных технологий, с привлечение основ численного расчета технологий.

Раздел 5. Применение импульсных лазеров вне промышленности
В разделе обсуждается применение импульсных лазеров в медицине, военной отрасли, перспективных научных исследований международного уровня (например, лазерном управляемом термоядерном синтезе).
Раздел 6. Состав и элементная база исследовательских ЛТК
В разделе обсуждается состав лазерного технологического комплекса, сервисная аппаратура для его обслуживания и управления им.
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